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Biografia de investigacion

Cuenta con experiencia en el estudio de materiales
semiconductores, ceramicos y aislantes empleados en la
fabricacién de dispositivos electronicos y optoelectrénicos.
Adicionalmente posee experiencia en procesos de
fabricacién microelectronica, fotolitografia y cuarto limpio,
asi como en técnicas de caracterizacion Optica y eléctrica.
Cuenta con diversos reconocimientos por su desempefio
como: Premio Municipal y Estatal de la Juventud al Mérito
Académico, Primer Lugar Nacional de Tesis Doctoral en
Materiales, Perfil Deseable, SNI 1, entre otros.

Actualmente su interés es la deposicidn de 6xidos metalicos
por erosion iénica y su caracterizacion optica y eléctrica para
aplicaciones en dispositivos de memoria y sensores de luz. El
principal objetivo es poder desarrollar dispositivos
electrénicos y optoelectrénicos de nueva generacion con alta
eficiencia y durabilidad.
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Proyectos recientes

Deposicion y caracterizacién de peliculas delgadas de 6xido de niquel por erosién ionica para
aplicacién en dispositivos electrénicos

Sintesis y caracterizaciéon de peliculas delgadas de 6xido de niquel no estequiométrico obtenidas
por sol-gel
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